Nazev vetejné zakazky:

Dodavka analytického rastrovaciho elektronového mikroskopu
s vysokym rozliSenim v¢. zafizeni na pripravu vzorki pro projekt NTIS

Odiuvodnéni stanoveni zakladnich a dil¢ich hodnoticich kritérii a zpusobu hodnoceni nabidek ve

vztahu k potiebam veiejného zadavatele podle § 156 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 137/2006 Sb., o

Ekonomicka
nabidky:

vyhodnost

Diléi hodnotici Kritéria:

Nabidkova cena —
véha 55 %

Technické parametry
Zavizeni - vaha 45 %

verejnych zakazkach, v platném znéni

Zadavatel se priklani k hodnoceni nabidek uchazec¢l na zakladé ekonomické
vyhodnosti nabidky, nebot hodnoceni podle nize uvedeného poméru dilcich
hodnoticich kritérii umozni zadavateli pIn¢ dosahnout nejvyssi mozné miry uZzitné
hodnoty ve vztahu k pfedmétu plnéni vefejné zakazky a k jeho cené, ¢imz dojde
K naplnéni pozadavkl na transparentni, hospodarné, Gicelné a efektivni vynakladani
finan¢nich zdrojt z fondt EU.

Zadavatel stanovil tomuto dil¢imu hodnoticimu kritériu vahu 55 % v souladu
s platnymi Pravidly pro vybér dodavateli vramci OP VaVpl, ktera stanovuji
minimalni vahu tohoto dil¢iho kritéria (55 %).

Zadavatel stanovil tomuto dil¢imu hodnoticimu kritériu vahu 45 %, s ohledem na
zasadni dilezitost toho, aby parametry Zatizeni vyhovovaly potfebam fesitele pii
plnéni jeho ukold.

Pfedmétem hodnoceni nabidek v tomto dil¢im hodnoticim kritériu budou nize
uvedené technické parametry Zafizeni, pticemz vysledna hodnota tohoto dilc¢iho
hodnoticiho kritéria bude uréena jako prosty soucet dosazenych bodd.

Technické parametry Zafizeni:

Vyska vzorku pro vloZeni
do vakuové predkomory
pro vyménu vzorkd (mm)
5 bodii: 229 mm

2 body: <29 mm, > 25 mm
0 bodii: <25 mm

Pocet segmenti
vysunovatelného BSE
detektoru pro optimalni
zobrazeni 3D struktury
povrchu vzorku bez

Predmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zafizeni je maximalni vyska
vzorku pro vlozeni do vakuové predkomory pro vyménu vzork.

Predmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zafizeni je pocet segmentt
vysunovatelného BSE detektoru pro optimalni zobrazeni 3D struktury povrchu
vzorku bez nutnosti jeho naklonu. Nékteri vyrobei pouzivaji 4 segmentovy plosny
detektor, doplnény 1 segmentem v prostoru, umoznujicim danou funkci.




nutnosti jeho naklonu
5 bodu: 5 segmentt
0 bodui: <5 segmentt

Umisténi
antikontamina¢ni
vymrazovaci pasti

Vv objektivové cocce pro
maximalni redukei
kontaminace optiky
mikroskopu

3 body: v objektivové
cocce

0 bodli: mimo
objektivovou ¢ocku

Pocet moznych apertur
pro optimalizaci obrazu
vzorku v prochazejicich
elektronech (TE) ve
svétlém poli (BF)

5 bodu: >3

0 bodt: <3

Simultanni zobrazeni ve
svétlém poli (BF) a
tmavém poli (DF) pri
STEM

5 bodu: ANO

0 bodi: NE

Pocet krokii regulace
postupného potlaceni
prispévku slozky signalu
SE pfi zobrazeni vzorku
pomoci signalii pouze

ze SE, smési SE a LA-
BSE, LA-BSE a HA-BSE
3 body: > 100 krokt

1 bod: < 100 kroku, > 50
krokt

0 bodti: < 50 krokti

Maximalni pocet
zobrazovacich bodid SEM

Predmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zatizeni je umisténi
antikontamina¢ni vymrazovaci pasti z hlediska maximalizace redukce kontaminace
optiky elektronového mikroskopu.

Pfedmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zatizeni je pocet apertur pro
optimalizaci obrazu analyzovaného vzorku v prochéazejicich elektronech (TE) ve
svétlém poli (BF).

Pfedmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zafizeni je moznost
simultanniho zobrazeni ve svétlém poli (BF) a tmavém poli (DF) pfi STEM, tj.
zobrazeni v obou rezimech soucasné a za stejnych podminek.

Pfedmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zatizeni je pocet kroku
regulace postupného potlaceni ptispévku slozky signalu SE pfi zobrazeni vzorku
pomoci signalti pouze ze SE, smési SE a LA-BSE, LA-BSE a HA-BSE pro ziskani
komplexni informace o topografii a kompozici analyzovaného materialu.

Predmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zatizeni je maximalni pocet
zobrazovacich bodi SEM obrazu v software mikroskopu pro vystizeni co




obrazu v software
mikroskopu

3 body: > 19 Mpixela
1 bod: < 19 Mpixelt

Identifikace fazi béhem
akvizice dat EDS

4 body: ANO

0 bodi: NE

Pouziti utésnéného
xenonového Citace

s okénkem z lehkého
prvku u WDS pro
minimalizaci naroku na
kalibraci

5 bodu: ANO

0 bodu: NE

Simultanni akvizice map
EDS a EBSD pfi plném
rozliSeni

2 body: ANO

0 bodt: NE

Neomezeny pocet licenci
pro software EDS a
EBSD

5 bodli: ANO

0 bodt: NE

nejjemnéjsich detaill obrazu povrchové topografie analyzovaného materialu.

Pfedmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zafizeni je schopnost
identifikace fazi jiz béhem akvizice dat EDS, a to bez nutnosti pouzit EBSD, pro
prehledovou informaci o fazich.

Predmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zatizeni je pouziti
utésnéného xenonového Citace s okénkem z lehkého prvku u WDS pro minimalizaci
naroki na kalibraci, tj. jak potiebné doby na kalibraci tak jeji frekvenci opakovani
(rekalibraci).

Predmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zafizeni je moznost
simultanni akvizice map EDS a EBSD pfi plném rozliSeni z hlediska uspory
pristrojového ¢asu analytického fadkovaciho elektronového mikroskopu.

Predmétem hodnoceni u tohoto technického parametru Zafizeni je neomezeny pocet
licenci pro software EDS a EBSD, tj. moZnost provadét Casoveé ndrocné analyzy dat
z EDS a EBSD na jinych PC, ¢imZz se uvolni pfistrojovy ¢as analytického
radkovaciho elektronového mikroskopu.




